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内容概要

《微系统设计与制造》介绍微系统的基础理论、分析设计方法和制造技术，以及前沿应用领域的多种
典型器件，主要内容包括：微系统基本力学、微系统制造技术、微型传感器、微型执行器、射频微系
统（PF MEMS)、光学微系统（MOEMS)、生物医学微系统（BioMEMS)以及微流体与芯片实验室。《
微系统设计与制造》强调设计与制造相结合、基础与前沿相结合，在基础理论和制造技术的基础上，
深入介绍典型器件的设计和制造方法以及重点和前沿应用研究领域，力争展示微系统的全貌。微系统
（MEMS是一门多学科高度交叉的前沿学科领域，其设计、制造和应用广泛涉及到物理学、化学、力
学、微电子学、、光学、生物医学、和控制工程等多个学科。
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精彩短评

1、这本书很适合从事微电的专业人员学习。
2、我只参考了其中关于麦克风的部分，感觉介绍挺全面。但是能给电路设计者的参考再多点就更好
，比如相关调理电路类型介绍。
3、书的内容包括的很全，是学习的良师益友。
4、好书，但是选择之前必须保证自己有一定的数学基础
5、设计与制造兼有，基础与应用并举，内容详实，很有价值。
6、很详细，是一本内容丰富的书，适合当教材
7、MEMS的入门书籍
8、介绍全面，很优秀的教材
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